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(57)  Eine Anordnung zur visuellen Inspektion von
Substraten (S) umfalt ein Mikroskop (2) zur Betrach-
tung des an einem Inspektionsort (I) befindlichen Sub-
strates (S), mindestens ein neben einem Mikroskopein-
blick (2a) angeordnetes Betrachtungsfeld (11) zur Be-
trachtung eines Bildes oder eines Bildausschnittes des
Substrates (S) und/oder mindestens ein neben dem Mi-
kroskopeinblick (2a) angeordnetes Betrachtungsfeld
(12) zur direkten Betrachtung des Substrates (S) oder
eines Teilbereiches des Substrates (S), wobei der Mi-
kroskopeinblick (2a) und die Betrachtungsfelder (11, 12)

Anordnung zur visuellen inspektion von substraten

in bezug auf eine Bedienungsposition (P) derart ange-
ordnet sind, daf® von der Bedienungsposition (P) aus in
einer ersten Betrachtungsrichtung (A) senkrecht auf
den Mikroskopeinblick (2a) und in mindestens einer wei-
teren Betrachtungsrichtung (B, B') jeweils etwa senk-
recht auf eines der Betrachtungsfelder (11, 12) geblickt
wird. Dabei schlieRen die erste Betrachtungsrichtung
(A) und die Betrachtungsrichtungen (B, B') spitze Win-
kel (o, o) ein. Damit wird eine Inspektionsanordnung
geschaffen, die sich durch glinstige ergonomische Ei-
genschaften und eine kompakte Bauweise auszeichnet.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine Anordnung
zur visuellen Inspektion von Substraten, ausgestattet
mit einem Mikroskop zur Betrachtung eines Teilab-
schnittes des an einem Inspektionsort befindlichen Sub-
strates.

[0002] Derartige Anordnungen werden insbesondere
bei der Halbleiterherstellung zur Inspektion von Wafern
eingesetzt, um diese auf Fertigungsfehler zu untersu-
chen. Eine solche Anordnung wird beispielsweise von
der Firma LEICA unter der Bezeichnung INS 3000 ver-
trieben. Diese Anordnung, die schematisch in Fig.7 und
Fig.8 dargestellt ist, umfalt eine Transporteinrichtung
4, mit welcher Wafer mit Durchmessern von 100 bis 200
mm zu dem Inspektionsort | geférdert werden. An dem
Inspektionsort | kann der zu inspizierende Wafer ab-
schnittsweise mit Hilfe eines Mikroskops betrachtet wer-
den.

[0003] Neben dem Mikroskop ist zusatzlich ein Moni-
tor 15 aufgestellt. Auf diesem Monitor 15 wird dem Be-
trachter ein Funktionsmenii angeboten, das verschie-
dene Einstelloptionen der Inspektionsanordnung an-
zeigt, wie beispielsweise die Art und Weise der Beleuch-
tung flr einen zu inspizierenden Wafer oder eine Wahl-
moglichkeit fir einen Untersuchungsbereich an dem
Wafer. Uberdies kann auf dem Monitor 15 eine Abbil-
dung des gerade untersuchten Wafers oder eines Teil-
abschnittes dieses Wafers dargestellt werden, so dald
Fehler an dem Wafer auch anhand des Monitorbildes
erkannt werden kénnen.

[0004] BeiderInspektion sitzt oder steht ein Bediener
vor dem Mikroskop und betrachtet durch dessen Okular
10 den Wafer bzw. den interessierenden Teilabschnittes
dieses Wafers. In dieser Betrachtungsposition, die in
den Fig.7 und in Fig.8 mit P, bezeichnet ist, kann der
Bediener tber die vor ihm liegende Bedienungskonsole
den Betrieb der Inspektionsanordnung, beispielsweise
den Vorschub beim Transport eines Wafers in die In-
spektionsposition, die Auswahl eines zu untersuchen-
den Bereiches an dem Wafer und dergleichen steuern,
ohne seine Position zu wechseln. Der neben dem Mi-
kroskop aufgestellte Monitor ist jedoch aufgrund seiner
parallelen Ausrichtungen zu den Okularen 10 des Mi-
kroskops schlecht einsehbar, da dessen glinstigste Be-
trachtungsposition P, erheblich neben der Bedienungs-
position P4 liegt.

[0005] Uberdies wird bei derartigen Inspektionsan-
ordnungen, wie sie beispielsweise auch unter der Be-
zeichnung "Optistation 7" der Firma Nikon bekannt sind,
der Monitor zu nahe am Bediener angeordnet. Aufgrund
des einzuhaltenden Arbeitsabstandes kann in solchen
Fallen nur ein verhaltnismaRig kleiner Monitor verwen-
det werden, auf dem sich Details mitunter nur schwer
erkennen lassen.

[0006] Von diesem Stand der Technik ausgehend
liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, eine Anord-
nung der eingangs genannten Art unter ergonomischen
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Gesichtspunkten und mit der MaRgabe einer kompak-
ten Bauweise weiterzuentwickeln.

[0007] Dazu ist erfindungsgemaf neben dem Mikro-
skopeinblick mindestens ein Betrachtungsfeld zur Be-
trachtung eines Bildes oder eines Bildausschnittes des
Substrates und/oder mindestens ein weiteres Betrach-
tungsfeld zur direkten Betrachtung des Substrates oder
eines Teilabschnittes des Substrates vorgesehen. Da-
bei sind der Mikroskopeinblick und die Betrachtungsfel-
der in bezug auf eine Bedienungsposition derart ange-
ordnet, dall von der Bedienungsposition aus in einer er-
sten Betrachtungsrichtung senkrecht auf den Mikrosko-
peinblick und in mindestens einer weiteren Betrach-
tungsrichtung jeweils etwa senkrecht auf eines der Be-
trachtungsfelder geblickt wird. Weiterhin schlief3t dabei
die erste Betrachtungsrichtung mit der bzw. den weite-
ren Betrachtungsrichtungen jeweils einen spitzen Win-
kel ein.

[0008] Dies ermdglicht der Bedienungsperson ein
entspanntes und ermidungsfreies Arbeiten, da nun-
mehr aus der Bedienungsposition durch eine leichte
Neigung oder Drehung des Kopfes im wesentlichen
senkrecht auf die neben dem Mikroskopeinblick vorhan-
denen Betrachtungsfelder geblickt werden kann. Hier-
aus resultiert eine bessere Erkennbarkeit im Bereich der
Betrachtungsfelder, wodurch sich die Fehlerquote bei
der Inspektion der Wafer senken 1aRt.

[0009] Aufgrund der Schragstellung des Betrach-
tungsfeldes in bezug auf die Bedienungsposition wird
Uberdies der Abstand zwischen der Bedienungsposition
und dem Betrachtungsfeld erhoht, so dal dieses groRer
als bisher ausgefiihrt werden kann. Damit lassen sich
beispielsweise mehr Bedienungsoptionen anzeigen
oder ein grof3eres Bild des gerade untersuchten Teilbe-
reiches des Substrates darstellen.

[0010] In einer besonders vorteilhaften Ausgestal-
tungsform der Erfindung umfaf3t die Anordnung weiter-
hin ein Gehause, das um den Inspektionsort des Mikro-
skops geschlossen ist. Das Mikroskop ist dabei selbst
groftenteils in dem Gehause aufgenommen. Weiterhin
ist das Betrachtungsfeld bzw. sind die Betrachtungsfel-
der in eine der AuBenwande des Gehauses integriert.
Diese Kapselung ist nicht nur unter dem Gesichtspunkt
des auleren Erscheinungsbildes ansprechend, son-
dern ermdglicht vor allem auch eine Inspektion der Sub-
strate unter erhdhten Reinheitsbedingungen. So kann
beispielsweise ein erhdhter Reinheitsgrad auf den In-
nenraum des Gehauses beschrankt werden. Weiterhin
wird durch die Kapselung die Gefahr von Fehlbedienun-
gen oder Storeingriffen bei der Positionierung der Sub-
strate an dem Inspektionsort des Mikroskops verhin-
dert. Uberdies tragt die Kapselung zu einer Erhéhung
der Arbeitssicherheit fur den Bediener bei.

[0011] In einer weiteren, vorteilhaften Ausgestaltung
der Erfindung ist zusatzlich eine Férdereinrichtung zum
Transport der Substrate zu dem Inspektionsort hin und
von diesem weg vorgesehen. Die Steuerbefehle fiir die
Fordereinrichtung, die innerhalb des Gehauses ange-
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ordnet ist, kbnnen Uber die Bedienungskonsole einge-
geben werden.

[0012] Weiterhin kann wenigstens ein Magazin zur
Aufnahme der Substrate in die Anordnung integriert
werden, wobei zusiatzlich eine Ubergabeeinrichtung
zum Transferieren von Substraten zwischen dem Ma-
gazin und der Fordereinrichtung vorgesehen ist. Hier-
durch wird eine vollstandig geschlossene Baueinheit
zur Substratinspektion geschaffen, die beispielsweise
in der Umgebung einer Waferfertigungslinie aufgestellt
werden kann. Vorzugsweise kommen dabei Wechsel-
magazine zum Einsatz, wodurch ein schneller Aus-
tausch der zu untersuchenden Substrate méglich ist.
Dabei kdnnen das bzw. die Magazine als separate Mo-
dule ausgebildet werden, die an das Gehause der In-
spektionsanordnung ankoppelbar sind.

[0013] Fir eine ergonomisch glinstige Anordnung
des bzw. der Betrachtungsfelder ist es weiterhin vorteil-
haft, wenn die erste Betrachtungsrichtung mit den wei-
teren Betrachtungsrichtungen einen Winkel kleiner als
50° einschlieRt, wobei die Bedienungsposition etwa im
Scheitelpunkt liegt. In der Praxis haben sich Winkel im
Bereich von 30° bis 40° als ergonomisch besonders
glnstig erwiesen.

[0014] In einer besonders vorteilhaften Ausgestal-
tung ist in der Horizontalrichtung zu beiden Seiten des
Mikroskopeinblicks jeweils ein Betrachtungsfeld ange-
ordnet. Damit ist aus der Bedienungsposition gewisser-
mafen eine Panoramasicht moglich, bei der die Blick-
winkel am naturlichen Blickfeld des Bedieners orientiert
sind.

[0015] Vorzugsweise werden die beiden Betrach-
tungsfelder ergonomisch glinstig auf gleicher Betrach-
tungshéhe positioniert. Zudem kénnen die jeweiligen
Betrachtungsrichtungen auf die Betrachtungsfelder mit
der ersten Betrachtungsrichtung, also auf den Mikro-
skopeinblick, gleiche Winkel einschlieRen. Hierdurch
ergibt sich eine symmetrische Anordnung in bezug auf
das in der Mitte angeordnete Mikroskop.

[0016] Es ist jedoch nicht notwendig, zwei Betrach-
tungsfelder vorzusehen.

[0017] Bevorzugt wird in einem Betrachtungsfeld ein
Monitor angeordnet, auf dem ein Bild oder Bildaus-
schnitt des Substrates visualisierbar ist. Damit &Rt sich
das Substrat bzw. ein Ausschnitt desselben mit beson-
ders hoher Genauigkeit analysieren. In einer besonders
einfachen Ausflihrungsvariante dient allein dieser Mo-
nitor dazu, Informationen Uber das zu inspizierende
Substrat zu erhalten.

[0018] Prinzipiell ist es moglich, auf dem Monitor Ab-
bildungen des Substrates darzustellen, die auRerhalb
des Inspektionsortes des Mikroskops gewonnen wer-
den. In einer besonders vorteilhaften Ausgestaltung der
Erfindung werden jedoch auf dem Monitor Abbildungen
des Substrates bzw. von Teilen desselben mit Hilfe des
Mikroskops erzeugt. Hierzu ist das Mikroskop mit einer
opto-elektronischen Kamera gekoppelt und diese Uber
eine elektronische Bildverarbeitungseinrichtung mit
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dem Monitor verbunden.

[0019] In einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung
ist ein Betrachtungsfeld als Durchsichtscheibe ausge-
bildet, durch welche unmittelbar auf eine Substratposi-
tion geblickt wird. Damit kann beispielsweise der Trans-
port der Substrate in die Inspektionsposition auf einfa-
che Art und Weise beobachtet und tberwacht werden.
[0020] Im Sichtbereich des Betrachtungsfeldes hinter
der Durchsichtscheibe kann ein Wobbler mit einem Tel-
ler zum Halten eines Substrates angeordnet sein. Die-
ser Teller ist um eine Drehachse drehbar und zu der
Drehachse neigbar. Bei einer Drehung des Tellers voll-
fuhrt ein auf diesem gehaltenes Substrat eine Taumel-
bewegung, so daR aus der Bedienungsposition das
Substrat unter verschiedenen Blickwinkeln betrachtet
werden kann. Hierdurch lassen sich insbesondere Ver-
unreinigungen, wie beispielsweise Staubpartikel oder
auch Kratzer auf dem Substrat als Fehler verifizieren.
[0021] Wird der Inspektionsbereich Uber das Mikro-
skop erfalt und auf einem Monitor dargestellt, so ist es
nicht unbedingt erforderlich, den Mikroskopeinblick zur
Inspektion zu benutzen. Zumeist ist jedoch die Beob-
achtungsmaglichkeit durch das Mikroskop erwiinscht
und das Mikroskop vorzugsweise als Stereomikroskop
mit zwei Okularen ausgebildet.

[0022] Aus Griinden der Ergonomie werden die Oku-
lare und die Betrachtungsfelder vorzugsweise auf einer
Hoéhe angeordnet. Die Bedienungsperson kann da-
durch bei geringer Kopfbewegung die Betrachtungs-
richtungen schnell wechseln und entweder durch die
Okulare oder, fiir einen schnellen Kontrollblick, auf das
bzw. die Betrachtungsfelder blicken.

[0023] Um ein zu weites Vorbeugen tber die Bedin-
gungskonsole und eine unguinstige Kérperhaltung der
Bedienungsperson bei der Inspektion zu vermeiden, er-
strecken sich die Okulare vorzugsweise bis Uiber die Be-
dienungskonsole. Fir eine kompakte Bauweise ist es
vorteilhaft, die Bedienungskonsole mdéglichst nahe an
dem Gehéuse anzuordnen. Um in diesem Fall dennoch
einen ausreichenden Betrachtungsabstand zu den Be-
trachtungsfeldern zu ermdoglichen, sind diese in einer
Vertiefung der AuRenwand des Gehauses angeordnet.
Um ein schnelles Wechseln der Betrachtungsrichtung
zu ermdglichen, wird zwischen den Okularen und einem
Betrachtungsfeld jeweils ein Abstand von vorzugsweise
etwa 30 cm vorgesehen.

[0024] Die Erfindung wird nachfolgend anhand von
Ausflihrungsbeispielen naher erlautert. Die zugehori-
gen Zeichnungen zeigen in:

Fig.1 eine schematische Darstellung eines ersten
Ausfiihrungsbeispiels einer erfindungsgema-
Ren Inspektionsanordnung in einer Draufsicht,

Fig.2 eine Seitenansicht auf die Inspektionsanord-
nung aus Fig.1,

Fig.3. eine schematische Darstellung eines zweiten
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Ausfiihrungsbeispiels einer erfindungsgema-
Ren Inspektionsanordnung in einer Draufsicht,

Fig.4 eine Seitenansicht auf die Inspektionsanord-
nung aus Fig.3,

Fig.5 eine schematische Darstellung eines dritten
Ausfihrungsbeispiels einer Inspektionsanord-
nung nach der Erfindung in einer Draufsicht,

Fig.6 eine Seitenansicht der Inspektionsanordnung
aus Fig.5,

Fig.7 eine Draufsicht auf eine bereits bekannte In-
spektionsanordnung und in

Fig.8 eine Seitenansicht auf die bekannte Inspekti-
onsanordnung aus Fig. 7.

[0025] Das erste Ausflihrungsbeispiel in Fig.1 und

Fig.2 zeigt eine Inspektionsanordnung 1, mit der fla-
chenhafte Substrate S, beispielsweise Wafer, mikrosko-
pisch untersucht werden kdnnen. Insbesondere lassen
sich mit der Inspektionsanordnung 1 bei der Fertigung
als fehlerhaft beurteilte und ausgesonderte Wafer ndher
untersuchen, beispielsweise um die Fehlerursache zu
ergrinden.

[0026] Die Inspektionsanordnung 1 umfafit ein Beob-
achtungsinstrument, insbesondere ein Mikroskop 2 mit
einem Mikroskopeinblick 2a, das auf ein an einem In-
spektionsort | befindliches Substrat S, hier einen Wafer,
ausrichtbar ist. Der Inspektionsort | ist von einem Ge-
hause 3 umschlossen, in dem gleichzeitig auch das Mi-
kroskop 2 aufgenommen ist. In dem Gehause 3 ist wei-
terhin eine Fordereinrichtung 4 zum Transport der Sub-
strate (S) zu dem Inspektionsort (1) hin und von diesem
weg vorgesehen.

[0027] Die Inspektionsanordnung 1 umfal3t weiterhin
ein erstes Magazin 5 zur Aufnahme mehrere Substrate
S. Weiterhin ist eine Ubergabeeinrichtung 6 vorgese-
hen, welche die Substrate S von dem ersten Magazin 5
an die Fordereinrichtung 4 Ubergibt. Nach der Inspekti-
on werden die Substrate S in einem zweiten Magazin 7
gesammelt. Eine weitere Ubergabeeinrichtung 8 dient
dazu, die Substrate S von der Férdereinrichtung 4 in das
zweite Magazin 7 zu transferieren.

[0028] Bevorzugt sind die Magazine 5 und 7 als
Wechselmagazine ausgebildet, in denen die Substrate
S Ubereinander gestapelt werden. Jedes der Magazine
5und 7 ist dazu gesondert an das Gehause 3 angekop-
pelt. Es ist auch méglich, jedes der Magazine in ein zu-
satzliches Gehausemodul 3a bzw. 3b zu integrieren. Die
zusatzlichen Gehdusemodule 3a und 3b kénnen je nach
den Gegebenheiten des Aufstellungsortes an unter-
schiedlichen Seiten des Gehduses 3 angekoppelt wer-
den, wobei die Férdereinrichtung 4 dann entsprechend
angepaldt wird.

[0029] Bei geeigneter Gestaltung des Transportwe-
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ges der Substrate S zu dem Inspektionsort | kbnnen die
Magazine 5 und 7 auch in einem gemeinsamen Gehau-
semodul aufgenommen werden. Uberdies ist es mog-
lich, lediglich ein einziges Magazin zu verwenden, aus
dem die Substrate S zu dem Inspektionsort und von dort
zuriick in das Magazin transportiert werden.

[0030] Weiterhin umfaft die Inspektionsanordnung 1
eine Bedienungskonsole 9, die an einer Seite des Ge-
hauses 3 bei der Bedienungsposition P angeordnet ist.
Dazu sind an dem aus dem Gehause 3 hinausragenden
Mikroskopeinblick 2a zwei Okulare 10 vorgesehen, wel-
che sich Uber die Bedienungskonsole 9 erstrecken. Da-
mit ist aus der Bedienungsposition P ein entspanntes
und wenig ermudendes Arbeiten mdglich. Insbesonde-
re mul} sich die Bedienungsperson beim Blick durch die
Okulare 10 nicht weit tGber die Bedienungskonsole 9
vorlehnen, sondern kann vielmehr in einer im wesentli-
chen aufrechten Kérperhaltung verbleiben.

[0031] Neben dem Mikroskopeinblick 2a sind am Ge-
hause 3 ein Betrachtungsfeld 11 zur Darstellung eines
Bildes oder eines Bildausschnittes des Substrates (S)
und ein Betrachtungsfeld 12 zur direkten Betrachtung
des Substrates (S) oder eines Teilbereiches des Sub-
strates (S) vorgesehen. Die beiden Betrachtungsfelder
11 und 12 sind in bezug auf die Bedienungsposition P
derart geneigt, daR® eine vor dem Mikroskopeinblick 2a
befindliche Bedienungsperson im wesentlichen senk-
recht auf das jeweilige Betrachtungsfeld 11 bzw. 12
blickt.

[0032] Wie insbesondere Fig.2 entnommen werden
kann, liegen die beiden Betrachtungsfelder 11 und 12
mit dem Mikroskopeinblick 2a bzw. den Okularen 10 auf
gleicher H6he, so daR sich fir eine Bedienungsperson
in der Bedienungsposition P eine Art Panoramablick er-
gibt.

[0033] Die Schragstellung der Betrachtungsfelder 11
und 12 wird durch eine im Profil etwa trapezférmige Ver-
tiefung 13 in der AuBenwand 14 des Gehauses 3 er-
reicht. Die Betrachtungsfelder 11 und 12 sind zu dem
Mikroskopeinblick 2a derart angeordnet, daf3 in einer er-
sten Betrachtungsrichtung A senkrecht auf den Mikro-
skopeinblick 2a und in weiteren Betrachtungsrichtun-
gen B bzw. B' senkrecht auf das jeweilige Betrachtungs-
feld 11 bzw. 12 geblickt wird. Die erste Betrachtungs-
richtung A und die jeweilige weitere Betrachtungsrich-
tung B bzw. B' schlieen jeweils einen spitzen Winkel o
bzw. o' ein, wobei die Bedienungsposition P den Schei-
tel dieser Winkel bildet. In dem dargestellten Ausfuh-
rungsbeispiel liegen die Winkel o bzw. o' jeweils im Be-
reich von 30° bis 40°. Die Bedienungsperson hat somit
aus der Bedienungsposition P beide Betrachtungsfelder
11 und 12 im Blick.

[0034] In dem ersten Ausfihrungsbeispiel ist im Be-
trachtungsfeld 11 ein Monitor 15 angeordnet, beispiels-
weise ein 21"-LC-Display, auf dem ein Bedienungsme-
nl angezeigt werden kann. Weiterhin wird dieser Moni-
tor 15 dazu verwendet, eine Abbildung des zu inspizie-
renden Substrates S oder des Teilbereiches des Sub-
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strates S, das sich gerade an dem Inspektionsort | be-
findet, darzustellen. Zu diesem Zweck ist, ebenfalls in-
nerhalb des Gehaduses 3, eine mit dem Mikroskop ge-
koppelte Bilderfassungseinrichtung 16 in Form einer
Kamera vorgesehen. Die mittels der Bilderfassungsein-
richtung 16 von einem Substrat S aufgenommenen Bild-
informationen werden an eine elektronische Bildverar-
beitungseinrichtung 17 Gbertragen und dort in das Dar-
stellungsformat des Monitors 15 umgesetzt.

[0035] Die Darstellung auf dem Monitor kann im
Wechsel mit dem Bedienungsmenii erfolgen. Es ist je-
doch auch méglich, das Bild des gerade untersuchten
Teilbereiches auf einem Flachenabschnitt des Monitors
15 neben dem Bedienungsmenu darzustellen.

[0036] Weiterhin ist es mdglich, mehrere Betrach-
tungsfelder 11 mit Monitoren vorzusehen, wobei dann
beispielsweise auf einem Monitor das Bedienungsmenii
und auf einem anderen Monitor das Bild eines Substra-
tes S dargestellt wird.

[0037] Indem ersten Ausfiihrungsbeispiel nach Fig.1
und Fig.2 ist jedoch nur ein Betrachtungsfeld 11 mit ei-
nem Monitor vorgesehen und das zweite Betrachtungs-
feld 12 als Durchsichtscheibe 18 ausgebildet. Prinzipiell
kann anstelle der Durchsichtscheibe 18 eine einfache
Offnung im Gehause 3 vorhanden sein. Die Durchsicht-
scheibe 18 ermdglicht jedoch eine vollstandige Kapse-
lung des Gehauses 3.

[0038] Durchdie Durchsichtscheibe 18 hindurch kann
aus der Bedienungsposition P die Zuflihrung der Sub-
strate S zu dem Inspektionsort | iberwacht werden.
Weiterhin ist es mdglich, im Sichtbereich C des Betrach-
tungsfeldes 12 innerhalb des Gehauses 3 einen soge-
nannten Wobbler anzuordnen. Dieser umfallt u.a. einen
Teller zum Halten eines Substrates S bzw. Wafers. Die-
ser nicht dargestellte Teller ist um eine Achse drehbar.
Gleichzeitig ist der Teller zu der Drehachse geneigt, so
daR bei einer Rotation des Tellers ein aufgelegtes Sub-
strat S eine Taumelbewegung vollfihrt. Durch eine ge-
eignete Beleuchtung des auf dem Teller befindlichen
Substrates S kann die Bedienungsperson grobe Ober-
flachenfehler an dem Substrat, wie beispielsweise Krat-
zer oder Farbmuster erkennen. Uberdies sind auch an
dem Substrat S anhaftende Partikel, beispielsweise
Staubkdrner wahrnehmbar und so als Fehlerquellen
identifizierbar.

[0039] Fig.3 und Fig.4 zeigen ein zweites Ausfiih-
rungsbeispiel einer Inspektionsanordnung 1, das im we-
sentlichen dem ersten Ausfiihrungsbeispiel nach Fig.1
und Fig.2 entspricht, jedoch entfallen hier die Okulare
10 zur unmittelbaren visuellen Betrachtung eines Sub-
strates S. Die entsprechenden Informationen werden in
diesem Falle allein auf dem Monitor 15 abgelesen.
[0040] Eine weiter vereinfachte Inspektionsanord-
nung 1 ist als drittes Ausflihrungsbeispiel in Fig.5 und
Fig.6 dargestellt. Hier ist anstelle der Durchsichtscheibe
18 ein geschlossener Wandabschnitt 19 vorgesehen;
die direkte Sicht auf das Substrat S ist hier nicht mdglich.
[0041] In einer weiteren Abwandlung der vorgenann-
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ten Ausflihrungsbeispiele kann die Bedienungskonsole
9 auch in das Geh&use 3 integriert werden. Uberdies ist
es mdglich, die Bedienungskonsole 9 abnehmbar aus-
zugestalten, so daR diese nicht zwingend bei der Bedie-
nungsposition P angeordnet werden muB. In jedem Fall
ist jedoch zu gewahrleisten, dal} die lber die Bedie-
nungskonsole 9 eingegebenen Steuerbefehle an die In-
spektionsanordnung 1 Ubertragen werden.

[0042] Die erlauterten Inspektionsanordnungen
zeichnen sich alle durch gute ergonomische Eigen-
schaften und eine kompakte Bauweise aus.

Bezugszeichenliste

[0043]

1 Inspektionsanordnung

2 Mikroskop

2a Mikroskopeinblick

3 Gehause

4 Fordereinrichtung

5 erstes Magazin

6 Ubergabeeinrichtung

7 zweites Magazin

8 Ubergabeeinrichtung

9 Bedienungskonsole

10 Okulare

11 Betrachtungsfeld

12 Betrachtungsfeld

13 Vertiefung

14 AuBenwand

15 Monitor

16 Bilderfassungseinrichtung
17 Bildverarbeitungseinrichtung
18 Durchsichtscheibe

19 geschlossener Wandabschnitt
A erste Betrachtungsrichtung
B, B' weitere Betrachtungsrichtungen
C Sichtbereich

| Inspektionsort

P, P,, P,  Bedienungsposition

S Substrat

o, o Winkel

Patentanspriiche

1. Anordnung zur visuellen Inspektion von Substra-
ten, umfassend:

ein Mikroskop (2) zur Betrachtung des an ei-
nem Inspektionsort (I) befindlichen Substrates
(S),

mindestens ein neben einem Mikroskopein-
blick (2a) angeordnetes Betrachtungsfeld (11)
zur Betrachtung eines Bildes oder eines Bild-
ausschnittes des Substrates (S) und/oder
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mindestens ein neben dem Mikroskopeinblick
(2a) angeordnetes Betrachtungsfeld (12) zur
direkten Betrachtung des Substrates (S) oder
eines Teilbereiches des Substrates (S),

wobei der Mikroskopeinblick (2a) und die Betrach-
tungsfelder (11, 12) in bezug auf eine Bedienungs-
position (P) derart angeordnet sind, daf3 von der Be-
dienungsposition (P) aus in einer ersten Betrach-
tungsrichtung (A) senkrecht auf den Mikroskopein-
blick (2a) und in mindestens einer weiteren Be-
trachtungsrichtung (B, B') jeweils etwa senkrecht
auf eines der Betrachtungsfelder (11, 12) geblickt
wird, und wobei die erste Betrachtungsrichtung (A)
mit der bzw. den weiteren Betrachtungsrichtungen
(B, B'") jeweils einen spitzen Winkel (o, o) ein-
schlief3t.

Anordnung nach Anspruch 1 mit einem Gehduse
(3), das den Inspektionsort (I) umschlie3t, wobei
das Mikroskop (2) zum Teil von dem Gehause (3)
umschlossen ist und die Betrachtungsfelder (11,
12) in einer AuBenwand (14) des Gehauses (3) po-
sitioniert sind.

Anordnung nach Anspruch 1 oder 2 mit einer bei
der Bedienungsposition (P) angeordneten Bedie-
nungskonsole (9) zur Eingabe von Steuerbefehlen
fir das Mikroskop (2) und/oder flr eine Forderein-
richtung (4) zum Transport der Substrate (S) zu
dem Inspektionsort (1) hin und von diesem weg.

Anordnung nach einem der vorgenannten Anspru-
che, dadurch gekennzeichnet, daB die erste Be-
trachtungsrichtung (A) mit den weiteren Betrach-
tungsrichtungen (B, B') jeweils Winkel (o, o') kleiner
als 50° einschlieft.

Anordnung nach einem der vorgenannten Anspru-
che, dadurch gekennzeichnet, daB in Horizontal-
richtung zu beiden Seiten des Mikroskopeinblicks
(2a) jeweils eines der Betrachtungsfelder (11, 12)
vorgesehen ist.

Anordnung nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, daB die beiden Betrachtungsfelder (11,
12) auf einer gleichen Betrachtungshohe positio-
niert sind.

Anordnung nach einem der vorgenannten Anspri-
che, dadurch gekennzeichnet, daB das Betrach-
tungsfeld (11) als Monitor (15) ausgebildet ist, auf
dem das Bild oder der Bildausschnitt des Substra-
tes (S) dargestellt ist.

Anordnung nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, daB das Mikroskop (2) mit einer opto-
elektronischen Bilderfassungseinrichtung (16) ge-
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10.

koppelt und diese Uber eine elektronische Bildver-
arbeitungseinrichtung (17) mit dem Monitor (15)
verbunden ist.

Anordnung nach Anspruch einem der vorgenann-
ten Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB
das Betrachtungsfeld (12) als Durchsichtscheibe
(18) ausgebildet ist, durch welche hindurch das
Substrat (S) oder ein Teilbereich des Substrates (S)
unmittelbar sichtbar ist.

Anordnung nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, daB in einem Sichtbereich (C) des Be-
trachtungsfeldes (12) ein Drehteller zur Aufnahme
eines der Substrate (S) positioniert ist, der zu seiner
Drehachse neigbar ist.
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Fig.3
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